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Plateau technique micro—nano
indentation, scratch et frottement
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Micro/Nano-Scratch (Rayure)

Principe

T 7

.1"'
A’
4 8

-
@ o
1 " 1

~~ 1
// ‘v//l
| |
| |
! —— >
|
| |
~o P
-~

\

Lc

e i Ww

Tangential force (N )

: =
‘ I =t
Effort ; e— =
normal 0 2 Ap|:|ied normal load ( 1Nz)
Déplacement
Pointes Tenacite \/
 Berkovich Charges critiques d’apparition de défauts... Topographie d’une rayure sur filament de Topographie d’une rayure sur
* Rockwell polyester (PET) — diam. 16 um fibre metallique — diam. 180 pm
Principe Scanning wear

—

Number of cycle

 Indenteurs :

Effort 1 . » MwlJIHWW',w.mw\lwirrmﬁ«wﬂjr:\,if‘«}:f"'wl«ﬁ‘w o R.OC kwel | (r =10 Hm a 800 Ilm)
normal R * billes (acier, alumine...)
Déplacement f * Sillon :
cumulé C o * micro jusqu’a 120 mm
T e, B * nano jusqu’a 15 um
Coefficient de frottement o , :
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